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El desarrollo de técnicas de medición sin contacto de alta precisión son de alta importancia debido a su incorporación
en el sector industrial y el área biomédica, en el trabajo presentado se desarrolla un sistema de interferometría  de
corrimiento de fase simultaneo que genera cuatro interferogramas en una sola toma con corrimientos de fase
 relativos de p/2, esto se logra usando  tres interferómetros acoplados. El primer sistema es un interferómetro de
Mach–Zehnder(MZ) polarizado, el cual genera el interferograma polarizado, en la salida del MZ  están acoplados dos
interferómetros de Michelson (MI), que funcionan como sistema  replicador del interferograma  obtenido a partir del
Mach Zehnder, esto genera los cuatro interferogramas, con un corrimiento de fase independiente.  Lo que permite
procesar en una sola toma la fase óptica; con el cálculo de la fase óptica se puede calcular la  diferencia de camino
óptico (OPD) y a partir de ello conocer propiedades de las muestras usadas (usando el conocido algoritmo de cuatro
pasos de fase). Para mostrar los avances y ventajas del sistema propuesto, en esta investigación se presentan las
mediciones del OPD de diferentes muestras  de fase, estáticas y dinámicas.


